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【はじめに】 

圧電体は電圧を印加し変形を生じさせるアクチュエータや、逆に素子の変形から発生する電圧

をモニターするセンサなどの機能性電子部品として広く利用されている。各種の電子部品の小型

化及び高性能化が進むにつれ、圧電素子においても小型化及び高性能化のために、薄膜成長技術

等を応用した圧電薄膜の作製方法が研究されている。低コストの圧電素子を得るためには、圧電

薄膜を成膜する基板面積を大きくして分割できる個数を増やす必要がある。しかし、大面積の圧

電薄膜を作製すると、基板の中心から径方向への圧電特性の面内分布が大きくなる可能性がある。

レーザードップラー変位計を使用した圧電特性の測定方法では、レーザーのスポット径が µm オー

ダーなので測定面積が大きくなると圧電特性の面内分布を測定することが困難となる。このため、

レーザードップラー変位計よりも測定範囲が広い測定器の選定と測定方法の検討が必要である。

本研究では、BRUKER社の非接触 3次元光干渉粗さ計を使用して圧電特性の面内分布を測定する方

法と BaTiO3薄膜の実験結果について報告する。 

【測定サンプルの作製】 

非接触 3次元白色光干渉粗さ計の測定範囲は 1.7mm×

1.2mmである。測定範囲内に駆動する部分と駆動しない

部分を作製する。図 1に本研究での測定サンプルの概略

図を示す。駆動する部分は圧電素子で面積 1.0mm×

1.5mm の Pt(100nm)/Ti(20nm)/BaTiO3(1µm)/Pt(100nm)

で構成されている。BaTiO3は RF マグネトロンスパッタ

法によって成膜し、測定サンプルの作製は機械加工で行

った。 

【測定方法】 

圧電素子に sin 波電圧を印加して、測定範囲全面の変位量を非接触 3 次元白色光干渉粗さ計に

よって測定する。駆動しない部分の値を基準とすることで、駆動する部分の圧電素子の面内分布

を定量的に測定することが可能である。当日は測定結果の詳細を報告する予定である。 
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図 1 測定サンプルの概略図 
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